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　位相シフト干渉計を応用し、XY駆動することなく、

物質の表面変位をナノメートル以下精度でリアルタイ

ムにて長時間安定的に観測できる表面変位観測装置を

開発するもの。�

　本モデル化により真空チャンバーに干渉計とサンプ

ルを収納して測定する装置を試作し、性能評価を行っ

た。その結果、表面高さ測定精度が±0.6nm（目標±

0.25nm）、及び測定サイクル時間が1/12秒（目標1/15

秒）と、目標に到達しなかった。�

　演算回路の修正による測定サイクル時間の短縮や防

振により測定精度を高めるなど、引き続き研究開発を

進め、目標達成に努めている。�
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